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DATOS GENERALES

Nombre del Curso

MEMS Y NEMS

PRESENTACION GENERAL

Justificacion

El desarrollo de los sistemas microelectromecanicos y nanoelectromecanicos y su
aplicacidon en los campos de la medicina, militar, consumo, industria, entre otros,
ha crecido considerablemente en los ultimos afos. Por ende, es necesario que los
estudiantes y profesionales quienes desarrollen nuevos micro y nanosensores
deban contar con una actualizacion comprensiva y una fuente de informacion
detallada respecto a este campo. Esta Experiencia Educativa tiene como objetivo
presentar al estudiante una cobertura general de los aspectos importantes de los
sistemas microelectromecanicos y nanoelectromecanicos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

El objetivo de esta experiencia educativa es introducir las bases y aplicaciones de
los sistemas de micro y nanoelectromecanicos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Medicion de variables mecanicas

Objetivos particulares
e Presentar los principios fundamentales de la transduccion mecanica
Temas

1.1 Piezoresistividad
1.2 Piezoelectricidad

1.3 Técnicas capacitivas
1.4 Técnicas 6pticas

1.5 Resonadores

1.6 Actuadores

UNIDAD 2
Sensores de Presion

Objetivos particulares




Presentar las caracteristicas principales de los sensores de presion

Temas

2.1 Sensores de presion basados en diafragma
2.2 Sensores de presion piezoresistivos

2.3 Sensores de presion capacitivos

2.4 Sensores de presion resonantes

2.5 Otras técnicas de sensado de presion

2.6 Micréfonos

UNIDAD 3

Sensores de Torque y Fuerza

Objetivos particulares

e Presentar las caracteristicas principales de los sensores de torque y fuerza

Temas
3.1 Dispositivos Resonantes
3.2 Dispositivos SAW
3.3 Dispositivos 6pticos
3.4 Dispositivos capacitivos
3.5 Dispositivos magnéticos
UNIDAD 4

Sensores Inerciales

Objetivos particulares

e Presentar las caracteristicas principales de los sensores inerciales

Temas

4.1 Aplicaciones de sensores inerciales

4.2 Microacelerometros

4.3 Parametros de disefio de un acelerémetros
4.4 Microgiroscopios

4.5 Parametros de disefio de microgiroscopios
4.6 Futuro de los sensores inerciales

UNIDAD 5

Sensores Resonantes

Objetivos particulares

e Presentar las caracteristicas principales de los sensores resonantes

Temas

5.1 Principios basicos
5.1.1 Ecuacion diferencial de microvigas
5.1.2 Analisis modal
5.1.3 Respuesta a carga axial
5.1.4 factor de calidad
5.1.5 Efectos no-lineales




5.2 Mecanismos de excitacion y deteccion
5.2.1 Excitacion electrostatica y deteccidn capacitiva
5.2.2 Excitacion y deteccion magnética
5.2.3 Excitacion y deteccion piezoeléctrica
5.2.4 Excitacion electrotérmica y deteccidn piezoresistiva
5.2.5 Excitacion opto-térmica y deteccion Optica

5.3 Aplicaciones

UNIDAD 6
Recoleccion de energia aplicada a nano-robotica

Objetivos particulares
e Conocer los principales procesos de recoleccion de energia aplciadas a
nanorobots.

Temas
6.1 Introduccién de sistemas de recoleccion de energia
6.2 Clasificacidn de sistemas de recoleccion de energia
6.3 Disefio y modelado de fuentes de recoleccion de energia
6.4 Simulacién numérica de fuentes de recoleccion de energia
6.5 Aplicaciones de nano-robots con fuentes alternas de energia

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

El desarrollo de esta experiencia educativa se realizara bajo un esquema de
revision de los fundamentos tedricos en clases presenciales, investigacion
documental en sesiones no presenciales y la realizacibn de proyectos de
investigacion de nano-robots usando nanociencia.

| EQUIPO NECESARIO

Proyector de video

Pizarron

Base de datos de articulos de investigacion.
Software de simulacién numérica.
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 Otros Materiales de Consulta:

EVALUACION

SUMATIVA
Concepto Porcentaje
Examen escrito 30%
Forma de Proyectos dg Invegtiga_c;ién 20%
Evaluacion Tare_a_s,de myestlggmon’ 30%
Exposicion de investigacion 20 %
Total 100%




